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ACMS簡介
• 膜厚量測(10 nm-25 um)
• 折射率N、吸收係數K量測

• 廣波域量測(450-1000 nm,1000-1600 nm)
• 反射率或穿透率光譜量測

• 光譜解析度~1 nm
• 光譜重複性<0.03%
• 多層膜厚度D量測(厚度誤差<2nm，精准度<0.1 nm)

• 折射率誤差<0.1
• 有機高分子材料、金屬氧化物、氮化物、半導體材料、介

電質材料等

• 基板尺寸平臺皆可客制(標準品: 4”)



ACMS架構



ACMS微調整座



ACMS操作介面



ACMS操作介面



自動量測點位加裝



量測試驗

Ta2O5單層膜光譜量測和Angilent Cary7000一致
跟J. A Woollam m-2000 橢偏儀相較計算折射率差異<0.1
厚度差異< 2nm



量測試驗 II

跟J. A Woollam m-2000 橢偏儀相較計
算折射率差異<0.1
厚度差異< 2nm


